
（a）クリーン・ルーム （1800m2） のレイアウト

（b）クリーン・ルーム内の写真 （c）建物の写真

図2.23　東北大学の試作コインランドリ（16）
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半導体微細加工技術 MEMSの最新テクノロジ

MEMSの
オープン・コラボレーション

試作から製品開発までを高効率化するために第4章
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